




































专利名称(译) 沉积源，沉积设备和制造有机发光显示设备的方法

公开(公告)号 US20130196076A1 公开(公告)日 2013-08-01

申请号 US13/593134 申请日 2012-08-23

[标]申请(专利权)人(译) 姜泰旭
易正HO

申请(专利权)人(译) 康，泰旭
YI，JEONG-HO

[标]发明人 KANG TAE WOOK
YI JEONG HO

发明人 KANG, TAE-WOOK
YI, JEONG-HO

IPC分类号 H05B33/10 C23C16/56

CPC分类号 B05D3/067 B05D1/60 C23C14/58 C23C14/243 C23C14/12

优先权 1020120010381 2012-02-01 KR

其他公开文献 US9045822

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种用于在基板上沉积沉积材料的沉积源，所述沉积源包括：喷嘴，设
置为面向所述基板并将所述沉积材料朝向所述基板排出;硬化部分设置在
喷嘴的至少一侧，用于在沉积材料到达基板时立即硬化通过喷嘴排出的
沉积材料。沉积源是用于制造有机发光显示器的沉积设备的一部分，所
述有机发光显示器具有改善的沉积膜特性和封装特性。
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